
Fig.1. 3-axis MEMS accelerometer with pillar-shaped 
electrodes.   (a) A unit of pillar-shaped electrode and 
(b) the MEMS accelerometer. 

Fig.2. Sensitivity as a function of d2. 
(d1 = 10 µm) 
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【はじめに】MEMS 加速度センサは様々な分野で用いられ、今後さらなる高感度化により医療

診断、構造物診断などへの応用が可能だと考えている。これまで、我々は積層メタル技術による

静電容量型 3 軸 MEMS 加速度センサを実現するために、X、Y 軸方向の加速度検出に櫛歯型[1]
や平行平板型[2]の電極を検討してきた。本研究では、3 軸の感度均一化に向けてピラー型容量検

出電極を新たに提案し、3軸 MEMS加速度センサに適用した際の効果を検討したので報告する。 

【ピラー型容量検出電極】ピラー型容量検出電極の概念図を Fig.1 に示し、従来構造[1,2]と比較

した特徴を以下に示す。 

特徴 1：犠牲層が容易に除去可能な構造である。 

特徴 2：容量検出電極のレイアウトの自由度（配置、数）が高い。その結果、3 軸加速度センサ

に適用した際、Ｘ、Ｙ、Ｚの感度均一化が可能である。 

次に、ピラー型電極のデバイス構造を決めるために、Fig.1(a)を用いて容量検出感度について検

討した。その感度は次式で示される。 

     
ここで ΔC が容量変化、ΔG が印加加速度、 が真空誘電率、S が電極面積（L×h）、 が共振

角周波数、d1と d2がピラー型電極と可動電極との距離、である。 
【デバイスパラメータの検討】最初に、電極間隔 d1 と d2の関係について調べた。Fig.2 に d1を最

小寸法 10µm にしたときの感度の d2 依存性を示す。d2 に対して感度飽和領域が存在することが

わかった。同様にして、デバイスパラメータを検討した結果、本ピラー型電極を用いることで感

度均一化が可能であることが明らかとなった。 
【結論】積層メタル技術によるピラー型容量検出電極を提案し、3 軸 MEMS 加速度センサに適

用した際に感度均一化の効果が得られることがわかった。 
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